平成22年3月31日
第3回アジアンナノインプリントリソグラフィ
組織委員会委員長　古室　昌徳
実行委員会委員長　松井　真二
展示会のご案内

拝啓  貴社におかれましては益々御隆昌のこととお喜び申し上げます。
第3回アジアンナノインプリンリソグラフィは、添付の開催趣意書にありますように、ナノインプリント及び、ナノプリント技術に関する国際会議で、2010年6月30日（水）～7月2日（金）まで、つくば国際会議場で開催する運びとなりました。
本会議では、ナノインプリント技術、ナノプリント技術、ディップペンリソグラフィロ技術、デバイス応用をテーマに国内外の研究者、技術者が一同に会して、最新の技術の進歩や今後の動向について発表し情報交換を行います。従いまして、この会議は、ナノインプリント及びナノプリントに関わる装置、部品、あるいは材料などを紹介頂く場として最適なものの一つと考えております。
つきましては、貴社の企業展示参加をお願いしたく御案内申し上げます。
敬具
展示会出展について
趣  旨：　　　　　　　ナノインプリント・ナノプリント技術に関する最新の装置、部品、材料、パネル等
会議会場内展示会場において紹介・宣伝して頂く。
展示会場：
ASNIL 2010会場  つくば国際会議場
展示会期：
6月30日(水) 16時より展示会準備。18時よりReception。1日（木）朝から展示会開始、2日（金）午後16時までに撤収。
会議参加者：
約150名
展示ブースの形式及び費用：
展示ブース1コマ  (幅180cm、高さ210cm、奥行き60cm、耐荷重　50kg)

出展参加費：
1コマ(2日間)　10万円
展示小間数：
20コマ
支給品:　
展示ブース(照明一基　40W照明、社名板を含む)、
電源AC100V、5A(これ以上の容量が必要な場合はお知らせください。)

申込方法及び期限：
2010年5月28日(金)までに、別添の申込用紙に必要事項を御記入の上、下記（ASNIL 2010事務局）まで電子メール、Faxにてお申し込み下さい。申し込み順に受付けます。受付後、費用の支払い方法などの詳細をお知らせ致します。
学会事務局：
〒115-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-26-5-607　　有）セクレタリーアート 

ASNIL 2010 事務局   TEL:03-5367-1735   FAX:03-5367-1736


E-mail:　asnil2010@nanoimprint.jp
（2010年4月10日以降下記の連絡先に変更になります。）

〒154-0015　東京都世田谷区桜新町2-10-16-502　　有）セクレタリーアート 

ASNIL 2010 事務局   TEL:03-3420-1800   FAX:03-3420-1840


E-mail:　asnil2010@nanoimprint.jp

